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１．概要（Summary） 

レンチキュラーレンズ試作加工において、ガラスマスク

が必要となり、作製時間と費用が必要となっていた。また、

種々の仕様検討を行う場合には複数のマスクを用意しな

ければならなかった。今回、我々は豊田工業大学のマス

クレス露光装置を用いて、レンチキュラーレンズ試作用の

金型作製を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 
 
【実験方法】 

シリコンウエハ上のポジ型フォトレジストをスピンコータ

ーにて塗布をし、マスクレス露光装置を用いてライン＆ス

ペースのパターンの描画を行った。スペースの幅は 2 µm
とし、ラインの幅は所望のレンズのピッチとして設計した。

現像後、フォトレジストの融点以上の温度にて加熱を行い

リフローさせレンズ形状を得た。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
マスクレス露光装置を用いてライン幅（90 µm）、スペー

スのパターン（2 µm）の描画を行い、ライン＆スペース構

造を得た。 
160 ℃でリフロー後を行ったところ、レジストの塗布厚

みによって得られるリフロー後の形状が異なることが分か

った。（Fig. 1 and Fig. 2） 
Fig. 1 の形状ではレンズ形状が得られていない。これ

は、ライン＆スペース構造の幅と高さの比率（アスペクト

比）が十分でなかったと推測された。 
一方、適切なアスペクト比を持つ場合では、Fig. 2 の様

にレンズ形状が得られることが確認された。 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Low aspect ratio 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 High aspect ratio 
 
これらの結果から、 マスクレス露光装置を用いることで

従来の工法の代替が可能であることが判明した。したがっ

て、レンズの試作検討におけるレンズ幅の変更が容易とな

り、試作検討の期間短縮、コスト削減が可能であることが

判明した。今後はレンズ設計の多様化に向け、多段階露

光の検討を実施する。 
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